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１．概要（Summary） 

我々は医療画像診断装置用の超音波プローブの開発

に従事し、次世代の高周波帯トランスデューサを研究中

である。本年度、京都大学学際融合教育研究推進セン

ターのナノテクノロジーハブを利用し、新規超音波センサ

構造の加工に必要な圧電薄膜の成膜と MEMS 加工検討

を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置： 

スパッタ装置 

 

・実験方法 

Si ウエハ上にスパッタ装置で PZT 薄膜を成膜し、ダイ

シングしてチップ化する。次に露光装置でレジストマスクを

形成し、ウエットエッチング液で PZT をエッチングする。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ナノテクハブのスパッタ装置を用いて 6インチ Siウエハ

上にTi/Pt/PZTを成膜した(Fig. 1)。各膜厚はTi 10 nm, 

Pt 100 nm、PZT 1 mm とし、PZTスパッタ速度は 3.5時

間とした。 

次にトランスデューサ作製のためウエットエッチングによ

る PZT の MEMS 加工を検討した。エッチング液は HF 

+HNO3+H2O を用い、エッチングマスクはポジ型レジスト

（約 1.5 m 厚）とした。パターンサイズは、10um 角～

100um角までを試した。 

エッチング後にアセトン洗浄した結果の一例を Fig. 2

に示す。約 60～180 sec の処理後、PZT はエッチングさ

れて下部電極であるPtが露出していることが分かる。パタ

ーン壁にHFと PZT反応物の残渣が見られ、洗浄方式と

エッチング液の改良は今後の課題である。 

 

 

Fig. 1 PZT thin film after dicing. 

 

 

Fig. 2 Electrode patterning by wet etching of PZT. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本検討に際し、松嶋朝明コーディネータ、瀬戸弘之技

術支援員、藤谷彰久技術支援員には技術指導、助言を

頂きましたこと感謝致します。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


